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Gerb. Kliente,

Aciu uz Jusy pasitikéjima ,,Leica Microsystems*” produktais.
Mes tikimés, kad Jums patiks naudotis misy gaminamais aukstos
kokybés bei veiksmingais prietaisais ir linkime Jums sékmés.

Kurdami prietaisus siekiame, kad naudojimo instrukcijos buty
aiskios ir lengvai suprantamos. Ta¢iau butinai perskaitykite naudo-
jimo instrukcijas, susipazinkite su Jusy jsigytu stereomikroskopu
tam, kad optimaliai iSnaudotumeéte visus jo privalumus ir
galimybes. Jei turite klausimy, kreipkités j savo vietos jmonés
sLeica® atstova. Artimiausio atstovo adresas ir kita vertinga
informacija apie ,,Leica Microsystems*® produktus bei teikiamas
paslaugas pateikiama interneto svetainéje
www.leica-microsystems.com

Mes mielai Jums padésime. KLIENTY APTARNAVIMAS mums yra
svarbiausia. Ne tik prie$ pardavima, bet ir po to.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.
Stereo & Macroscope Systems
www.stereomicroscopy.com

Naudojimo instrukcija

Si naudojimo instrukcija pateikiama 20 papildomy kalby misy
interaktyviame CD-ROM.

Naudojimo instrukcijg ir jos atnaujintas versijas, kurios pateikiamos
musy interneto svetainéje www.stereomicroscopy.com, galite
perkelti j savo kompiuter;.

Turimoje naudojimo instrukcijoje pateikiamos ,TL RC™* ir
~TL RCI™* skleidZziamosios Sviesos pagrindy saugos, surinkimo ir
naudojimo instrukcijos.
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Saugumas

1.1 Naudojimo instrukcija

Drauge su ,TL RC™“/, TL RCI™* skleidZiamosios
Sviesos pagrindais gausite ir interaktyvy CD-ROM,
kuriame pateikiamos prietaiso naudojimo instrukcijos
20 papildomy kalby. Saugokite §j CD-ROM saugioje
ir naudotojui lengvai pasiekiamoje vietoje.

Naudojimo instrukcijas ir jy atnaujintas versijas,
kurios pateikiamos musy interneto svetaingje
www.stereomicroscopy.com, galite perkelti j savo
kompiuterj ar atspausdinti.

SkleidZiamosios Sviesos pagrindai ,TL RC™* ir

JJTL RCI™*yra  Leica“ stereomikroskopy M serijos
modulis. Sioje naudojimo instrukcijoje taip pat
aptariamos specifinés skleidziamosios Sviesos
pagrindo funkcijos bei pateikiama svarbi informacija
apie tai, kaip saugiai valdyti ir prizidréti prietaisg bei
papildomas detales.

M2-105-0 ,,Leica“ M serijos stereomikroskopy
naudojimo instrukcijose pateikiamos papildomos
stereomikroskopo, jo priedy ir papildomy elektriniy
detaliy saugaus naudojimo taisyklés bei priezitros
instrukcijos.

SkleidZiamosios Sviesos pagrindg ,,TL RC™* galite
sujungti su bet kokiu liuminescencinés Sviesos
Saltiniu ir stiklo pluosto SviesolaidZiu (aktyvus
skersmuo f = 10mm, galinio vamzdelio skersmuo

f = 13mm). Perskaitykite naudojimo instrukcijg ir
tiekéjo nurodytus saugos reikalavimus.

A Prie$ surinkdami, jjungdami ir pradédami
naudoti prietaisa, perskaitykite zemiau pateiktas
naudojimo instrukcijas. Ypac atkreipkite démes;j
i saugos reikalavimus.

Siekdamas iSlaikyti prietaisg gamyklinés buklés ir
uztikrinti saugy darba, naudotojas turi laikytis
nurodymy ir jspéjimy, pateikty Siose naudojimo
instrukcijose.
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1.1.1 Simboliai

A Ispéjimas apie pavojy

Siuo simboliu zymima informacija, kuria bitina
perskaityti ir vykdyti. Jei nesilaikysite Sios
instrukcijos:

- gresia pavojus personalui!

- gali buti sugadinti arba blogai veikti prietaisai.

A Ispéjimas apie pavojinga elektros jtampa
Siuo simboliu Zymima ypag svarbi informacija, kurig
butina perskaityti ir vykdyti.

Jei nesilaikysite Siy instrukcijy, gali:

- gresia pavojus personalui!

- gali buti sugadinti arba blogai veikti prietaisai.

v& Ispéjimas - karstas pavirSius
Sis simbolis jspéja apie ap€iuopiamas jkaitusias
dalis, pavyzdziui, lemputes.

L I Svarbi informacija
Siuos simboliu Zymima papildoma informacija,
iSsamiau paaiskinanti tam tikrus dalykus.

Veiksmas
P Sis Zenklas tekste reiskia, kad reikia atlikti
konkre€ius veiksmus.

Ai§!(inamosios pastabos
e Siuo simboliu Zzymimos papildomos pastabos ir
paaiskinimai tekste.

Paveiksléliai

(1.5) Skaiciai skliausteliuose tekste reiskia paveik-
slélius ir Siuose paveiksléliuose pavaizduotas
detales. Pavyzdys - (1.3): 1 paveikslélis yra,
pavyzdziui, 8 puslapyije, o 3 detalé yra filtro laikiklis.
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1.2 Saugos reikalavimai

Aprasymas

SkleidZziamosios Sviesos pagrindai ,,TL RC™* ir

,TL RCI™* atitinka auksciausius ,Leica“ M serijos

stereomikroskopams keliamus stebéjimo ir rezultaty

dokumentavimo reikalavimus. Jame yra Sviesos kelig

lauziantis veidrodis, prietaisas daliniam vyzdzio

apSvietimui ir reljefinio kontrasto generatorius,

grudinto stiklo ekranas, papildomas kondensorius ir

Frenelio leSiai. Visg stovg sudaro:

- Skleidziamosios Sviesos pagrindas ,TL RC™*
arba ,TL RCI™¢

- 300mm ar 500mm aukscio stovas su fokusavimo
mechanizmu (rankinis bendrasis/tikslusis
fokusavimo ar motorizuotas fokusavimo
mechanizmas)

- Objektinio staliuko stikliné plokstele, skaidri,
220x170x4mm

— Sviesos &altinis ir $viesolaidis (atitinkantys
reikalavimus)

Priedai:

- Slankusis staliukas

- ,Leica MATS Thermocontrol“ sistema su Sildomu
staliuku

- Poliarizacijos rinkinys
ir daug daugiau (Zr. Atskirtieji komponentai)

Paskirtis

Skleidziamosios Sviesos pagrindai ,TL RC™* ir

LTL RCI™* yra naudojami juos jungiant su ,Leica“ M
serijos stereomikroskopais trikoju stulpeliu ir
mikroskopo laikikliu. Jie gali buti jungiami su bet
kuriuo liuminescencinés Sviesos $altiniu bei Svieso-
laidziu ir leidZia jums stebéti skaidrius méginius
tiesioginéje skleidziamoje Sviesoje, esant reljefiniam
kontrastui. SkleidZiamosios Sviesos pagrinde

JTL RCI™* yra integruota halogeniné lempa,
valdoma su ,Leica Application Suite“ (LAS)
programine jranga.

Draudziama naudoti

Jei skleidZiamosios Sviesos pagrindg ,TL RC™*/
LTL RCI™“jo komponentus ir priedus naudojate
kitokiu budu nei nurodyta naudojimo instrukcijoje,
galite pakenkti Zzmonéms ar kitiems objektams.

Niekada:

- nekeiskite, nepertvarkykite ir nenuimkite daliy,
jei tai nenurodoma S$ioje instrukcijoje;

- neleiskite tam nejgaliotiems asmenims atidaryti
prietaiso daliy.

- nenaudokite skleidziamosios Sviesos pagrindo
LTL RC™/ TL RCI™* Zmogaus akies tyrimams ir
operacijoms.

Buvo patikrintas prietaiso daliy ar priedy, aprasyty
naudojimo instrukcijoje, saugumas ir galimi keliami
pavojai. Visada kreipkités j atsakingg ,Leica“ atstovg
ar pagrindine buveine, esancig Wetzlar mieste,

bet kuriuo metu, kai reikia sureguliuoti prietaisg arba
kai jis yra sujungtas su ne ,Leica“ jmonéje
pagamintomis detalémis ir kurios néra rekomenduo-
jamos Sioje naudojimo instrukcijoje.

Prietaisg netinkamai sureguliavus ar naudojant ne
pagal nurodymus, garantija nebegalioja.

Naudojimo vieta

- Skleidziamosios $viesos pagrindg ,TL RC™¢/
,TL RCI™*“ naudokite uzdarose, nedulkétose
patalpose +10°C - +40°C temperaturoje.
Jsitikinkite, ar patalpose néra naftos ar kity
cheminiy medziagy gary ir ar drégmé néra per
didelé.

— Elektrines detales statykite maziausiai 10cm
atstumu nuo sieny ir degiy objekty.

- Venkite dideliy temperaturos svyravimy,
tiesioginés saulés Sviesos ir vibracijos.
Sie veiksniai gali tapti klaidingy matavimy
rezultaty ir neteisingy mikroskopiniy fotografijy
priezastimi.

- Siltose ar $iltose ir drégnose klimato zonose sklei-
dziamosios Sviesos pagrindas ,TL RC™¢/
LTL RCI™* turi buti ypa¢ kruopsc€iai priziirimas,
siekiant jj apsaugoti nuo jvairiy grybeliy jsiveisimo.
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Asmens, atsakingo uz prietaisa, pareigos

Uztikrinkite, kad:

- Skleidziamosios $viesos pagrindg ,TL RC™¢/
remontuoty jgalioti ir apmokyti asmenys.

- prietaisg naudojantis personalas perskaityty ir
suprasty Sig instrukcijg, o ypac saugos
reikalavimus ir jy laikytysi.

Remontas ir techniné prieziura

- Prietaisg remontuoti gali tik ,,Leica Microsystems*
apmokyti techninés priezilros inzinieriai arba
JUsy jgalioti techninés priezidros skyriaus darbuo-
tojai.

— Turi buti naudojamos tik originalios
~Leica Microsystems* atsarginés dalys.

- Prie$ atidarydami prietaiso dalis, iSjunkite
maitinima ir i$ kiStukiniy lizdy iStraukite maitinimo
laidus.

A Palietus prietaiso elektros grandine, gali
istikti elektros smugis.

Gabenimas

- Skleidziamosios Sviesos pagrindg ,TL RC™¢/

,TL RCI™*“ ir jo priedus pervezkite bei
transportuokite jy originalioje pakuotgje.

- Siekdami apsaugoti prietaisg nuo vibracijos,
pagal naudojimo instrukcijg nuimkite ir specialiai
supakuokite visas judancias detales, kurias patys
pritvirtinote.

Prietaiso jungimas su kito gamintojo produktais

Jei ,Leica“ produktai montuojami j kito gamintojo
produktus, galioja Si taisyklé: visos sistemos
gamintojas ar asmuo, pateikiantis tokj produktg

i rinka, privalo laikytis taikomy saugos reikalavimy,
taisykliy ir nuorody.

ISmetimas

Cia aprasytas produktas turi biti utilizuojamas va-
dovaujantis taikomais vietos jstatymais ir normomis.
Teisiniai reikalavimai

Laikykités bendryjy ir vietos nelaimingy atsitikimy
prevencijos taisykliy bei aplinkos apsaugos normy.
ES atitikties deklaracija

SkleidZiamosios Sviesos pagrindas ,TL RC™*/
»TL RCI™* ir Sio prietaiso priedai yra pagaminti
pagal naujausias technologijas ir turi ES atitikties
deklaracija.
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1 pav.

1 Integruotas halogenines lempos ausinimo elementas (tik ,TL RCI™)

2 Siejiklio plokstelé, palengvinanti fokusavimo mechanizmy surinkimag

3 Standartinis objektinis staliukas 10 447 269

4 Filtry laikiklis, galima laikyti ne daugiau kaip tris filtrus

5 VirSutinio ir apatinio ,Rottermann-Contrasts™* voztuvy reguliavimo rankenélé
6 VeidrodZio sukimo ir slankiojimo rankenélé
7 Skleidziamosios Sviesos pagrindas ,,TL RCI™*
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2 pav. Siejiklio plokstelé tarp vertikalaus strypo ir 3 pav. Sigjiklis tarp fokusavimo mechanizmo ir
skleidziamosios $viesos pagrindo mikroskopo laikiklio

4 pav. Skleidziamosios Sviesos pagrindo ,TL RCI™“ 5 pav. USB pelé ,TL RCI™* pagrindui valdyti
uzpakalineé dalis

1 Maitinimo jjungimo mygtukas

2 Kistukinis lizdas

3 USB lizdas, tipas B

4 USB lizdas, tipas A

5 2x CAN magistralé

6 VarZtai halogeninei lempai pakeisti

SkleidZiamosios $viesos pagrindai ,TLRC™* ir ,TL RCI™"



Montavimas

Prie$ iSpakuodami prietaisa, jsitikinkite, ar
A niekas nesusizeis, nes kai kurios detalés

gali iSkristi ar pasvirti.

3.1 Pagrindo iSpakavimas

Pagrindas pristatomas drauge su prijungta siejiklio
plokstele. Pasirinktajj objektinj staliukg (,|lsoPro™*
kryzminj staliukg arba standartinj objektinj staliukg
10 447 269) bei fokusavimo mechanizma pritvirtinsite
véliau.

Prietaisus iSpakuokite ant lygaus, tinkamo dydzio ir
neslidaus pavirSiaus.

3.2 Objektinio staliuko montavimas

SkleidZiamosios Sviesos pagrindas ,TL RC™¢/
»RCI™¢ gali biti jungiamas su dviem skirtingais
objektiniais staliukais. Pasirinktas objektinis staliukas
montuojamas ant pagrindo prie$ pradedant naudoti
prietaisa. Abu objektinius staliukus galima bet kuriuo
metu lengvai tarpusavyje pakeisti.

Siame skyriuje kalbama apie pagrinda, prie kurio
néra pritvirtintas objektinis staliukas. Prietaisas
iSmontuojamas atvirkSCia seka nei nurodyta Zemiau.

3.2.1 Standartinis objektinis staliukas

» Stikling plokstele iSimkite i$ keturkampés
standartinio objektinio staliuko angos.

» UZdékite objektinj staliukg ant skleidZziamosios
Sviesos pagrindo taip, kad keturios angos sutapty
su pagrindo angomis.

» Objektinj staliukg pritvirtinkite prie pagrindo,
naudodami keturis pridedamus Sesiakampius
varztus.

» |dékite stikling plokstele atgal j standartinj
objektinj staliuka.

3.2.2 Kryzminis objektinis staliukas ,,lsoPro™*

Prie$ pritvirtindami ,,IsoPro™* kryZminj objektinj
staliukg prie pagrindo, a$j su valdikliais pritvirtinkite
pasirinktinai kairéje arba desinéje kryzminio
objektinio staliuko puseéje.

Jei valdiklius norite pritvirtinti kairéje puséje, atsukite
krumplinj strypa apatinéje kryZminio objektinio
staliuko dalyje ir pritvirtinkite jj atvirk$ciai.

» ISimkite stikline plokstele i$ kryZminio objektinio
staliuko.

» Apsukite kryzminj objektinj staliukg ir padékite jj
ant neslidaus pavirsiaus.

» Perkelkite krumplinj strypa (6.2) i$ kairés j deSine
puse.

» Praleiskite kitus du Zingsnius, kuriuose apraSomas
valdikliy montavimas.

Valdikliy montavimas

» ISimkite stikline plokstele i$ kryzminio objektinio
staliuko.

» Apsukite kryZminj objektinj staliukg ir padékite jj
ant neslidaus pavirSiaus.

» ASj su reguliavimo rankenélémis (6.1) pritvirtinkite
pasirinktoje puséje. Sklendé uzsisklendzia
kryzminiame objektiniame stalelyje magnetiniu
budu.

» Pritvirtinkite asj dviem pridedamais SeSiakampiais
varztais.

» Pritvirtinkite dengiamajj strypelj prie kryzminio
objektinio staliuko.

Kryzminio objektinio staliuko surinkimas

» Uzdékite kryzminj objektinj staliukg ant pagrindo.

» Atsargiai patraukite virSuting kryZzminio objektinio
staliuko dalj operatoriaus link, pritvirtindami
apatine dalj prie skleidziamosios Sviesos
pagrindo.

» Tolygiai pritvirtinkite kryZzminj staliuka prie trijy
sriegiuoty anguy.

» Stumkite kryzminj staliukg atgal iki uztvaro
stulpelio kryptimi.

» Stikline plokstele jdékite atgal j objektinj staliuka.
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3.3 Fokusavimo mechanizmas =
stulpelis

» Atsukite siejiklio plokstele (1.2) nuo pagrindo,
naudodami pridedama SeSiakampj rakta.

» Pritvirtinkite fokusavimo mechanizmo stulpelj prie
apatinés dalies trimis $eSiakampiais varztais. (2).

» Vel pritvirtinkite siejiklio plokstele jos pradinéje
padétyje.

3.4 Tarpinio siejiklio montavimas

Pritvirtinkite siejiklj tarp stulpelio ir mikroskopo

laikiklio tam, kad sureguliuotuméte padidéjusj

atstuma tarp fokusavimo mechanizmo ir optinés

asies.

» Pritvirtinkite siejiklj (3) prie fokusavimo mecha-
nizmo taip, kad kaisteliai uZsifiksuoty angose.

» Pritvirtinkite siejiklj pridedamais SeSiakampiais
raktais.

3.5 Prietaiso montavimas

Pritvirtine siejiklj prie fokusavimo mechanizmo,
mikroskopo laikiklj, optiniy elementy laikiklj ir visg
prietaisg galite montuoti kaip jprasta.

3.6 Liuminescencinés Sviesos Saltinio
prijungimas prie pagrindo
,TL RC™v«

» Jstumkite reikiama liuminescencinés $viesos laido
galg j uzpakaline pagrindo dal].

» Daugiau informacijos apie liuminescencinés
Sviesos Saltiniy naudojima pateikiama atskirose
instrukcijose.

3.7 Maitinimo laido prijungimas
(,JL RCI™%)

» Jsitikinkite, kad maitinimo jjungimo jungiklis (4.1)
ant pagrindo yra nustatytas j ,O“ padétj.

» |kiSkite maitinimo laida j lizdg (4.2) ir prijunkite prie
izeminto kitukinio lizdo.

6 pav. ,IsoPro™* kryzminio objektinio staliuko
uzpakaliné dalis

1 ASis su valdikliais
2 Krumplinis mechanizmas, pritvirtintas prie
kryzminio objektinio staliuko

1 2

7 pav. KryZminiy objektiniy staliuky valdikliai

1 Rankenélé, reguliuojanti judéjima X asies kryptimi
2 Rankenélé, reguliuojanti judéjimaY asSies kryptimi
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Valdymas

4.1 Jungiklis, kuriuo reguliuojamas
reljefinis kontrastas

Dviem jungikliais (8.1 ir 8.2), esanciais skleidziamo-
sios Sviesos pagrindo ,TL RC™*/ TL RCI™* kairéje
puséje, jjungiamos dvi integruotos sklendés. ISoriniu
jungikliu (8.1) valdomas invertuotas reljefinis kon-
trastas. Vidiniu jungikliu (8.2) valdomas teigiamas
reljefinis kontrastas. Priklausomai nuo voztuvo
padéties, dalis integruoto Frenelio lesio plySio uzden-
giama, taip sukuriant jvairius kontrasto efektus.
Fazinés struktlros dazniausiai matomos kaip
erdviniai, reljefiniai vaizdai - iskilimai teigiamo
reljefinio kontrasto atveju ir jdubimai invertuoto
reljefinio kontrasto atveju.

Kontrastas gali buti didinamas nekeiciant reljefo,

dvi diafragmas nustacius ties 45°. Atsiranda plysio
formos apsviesta sritis. PlySj galima judinti visame
regéjimo lauke ir greitai keisti teigiamo ir neigiamo
reljefo vaizdus, tiksliai kreipiant Sviesos kelig lauziantj
veidrodélj. Dinaminis efektas leidzia lengvai atskirti
fazines strukturas nuo amplitudiniy struktary.

I Priklausomai nuo objekto savybiy
(aplinkos luzio rodiklio ) ir Jusy jautrumo, gali
tekti teigiamo ir invertuoto reljefinio kontrasto
jungiklius valdyti atvirksciai. Sie jungikliai
aprasyti Zemiau.

T. y. vietoje virSutinio jungiklio (8.1) apatinis jungiklis
(8.2) valdo invertuotg reljefinj kontrasta. Vietoje
apatinio jungiklio (8.2) virSutinis jungiklis (8.1) valdo
teigiama reljefinj kontrasta.

4.2 Sviesos kelio lauzimo veidrodélis

Jmontuotas Sviesos kelio lauzimo veidrodélis turi
ploks¢ig ir jgaubta puses, jj galima sukti ir judinti.
Jgaubta pusé yra specialiai sukurta taip, kad atitikty
optines objektyvy su auksto skaiciaus diafragma
ypatybes. Juoda sukamaja rankenéle (8.1), esanéia
skleidziamosios Sviesos pagrindo kairéje puseéje,
galite sukti ir stumti Sviesos kelio lauzimo veidrodj
pirmyn ir atgal.

|duboje ties rankena matoma jgaubtoji veidrodzio
puse, o tai leidzZia bet kuriuo metu intuityviai valdyti
prietaisa.

| | Priklausomai nuo veidrodzio kampo ir padé-
ties, Sviesos kritimo kampas keiciasi ant méginio
taip, kad Jus galétumete atlikti stebéjimus skleidzi-
amosios Sviesos Sviesiame lauke, netiesioginéje
Sviesoje ir tamsiame lauke.

Juoda sukamoji rankenélé (8.1), esanti skleidziamo-

sios Sviesos pagrindo kairéje puséje, yra naudojama

Siais atvejais:

- Norint pakeisti Sviesos kelig lauziancio veidrodélio
plok&ciaja puse j jgaubtg

- Norint Siek tiek pakreipti, pasukti j objektg
krentancCios Sviesos spindulj staciau arba
plok&ciau

- Norint pajudinti Sviesos kelig lauziantj veidrodél;
pirmyn ar atgal

4.3 Kryzminio objektinio staliuko
»IsoPro™¢ valdymas

» Norédami paslinkti objektinj staliukg X asies
kryptimi, sukite iSorine rankenéle (7.1)

» Norédami paslinkti objektinj staliukaY asies
kryptimi, sukite viding rankenéle (7.2)

4.4 Sviesos intensyvumas ir spalvos
temperatura

4.4.1 Skleidziamosios Sviesos pagrindas
»TL RC™¢

A Laikykités naudojimo instrukcijoje
pateikty nuorody, o ypa¢ Sviesolaidzio ir liumi-
nescencinés Sviesos Saltinio gamintojo saugos
reikalavimuy.

» Laikydamiesi gamintojo naudojimo instrukcijy,
jjunkite liuminescencinés Sviesos altinj ir
prijunkite, jjunkite ir nustatykite Sviesos inten-
syvuma.
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8 pav.

1 Invertuoto reljefinio kontrasto reguliavimo jungiklis
2 Teigiamo reljefinio kontrasto reguliavimo jungiklis
3 Sviesos kelio lauzimo veidrodélis

4.4.2 Skleidziamosios Sviesos pagrindas
~TL RCI™*

Skleidziamosios Sviesos pagrindas ,TL RCI™* turi
du elektroninius potenciometrus, atskirai
kontroliuojancius dazo intensyvuma (9.1) ir dazo
temperaturg (9.2).

» Dazo intensyvuma reguliuokite priekiniu
potenciometru (9.1) pagal savo poreikius.

» Uzpakaliniu potenciometru (9.2) nustatykite tokiag
dazo temperatirg, kad spalvos atspaudai atitikty
Jusy poreikius.

Dazo temperaturos valdiklis taip pat veikia kaip

elektroniné sklendé:

» Norédami nutraukti procesa, spauskite poten-
ciometrg (9.2).

» Norédami jjungti apSvietima, dar kartg spauskite
potenciometra. Elektroniniy jrenginiy nustatymai
tampa tokie kaip anksciau pasirinktieji.

9 pav.

1 Potenciometrinis ,,IsoCol™* apSvietimo
intensyvumo valdymas
2 Potenciometrinis dazo temperatiros valdymas

4.5 ,Leica“ USB pelé (tik ,TL RCI™*)

~Leica“ USB pele valdomas ,,IsoCol™* ir pagrindo
»1L RCI™* ap3vietimo silpninimo funkcija.

» Prijunkite pele (5) prie reikiamos pagrindo
USB jungties (4.4).

e Pagal pradinius nustatymus, pelés slinkties
rutuliuko funkcija yra ,IsoCol™* valdymas.

» Sukite rutuliukg nuo saves ir didinkite apSvietimo
intensyvuma, dirbdami ,IsoCol™* rezimu.

» Sukite rutuliuka j save ir mazinkite apSvietimo
intensyvuma, dirbdami ,,IsoCol™" rezimu.

» Trumpai spustelkite slinkties rutuliuka ir jjunkite
arba i$junkite apSvietima.

» Norédami perjungti tarp ,IsoCol™“ ir apSvietimo
silpninimo rezimy, slinkties mygtuka palaikykite
nuspaude daugiau nei 2 sekundes.

e Dirbant apSvietimo silpninimo rezimu,
intensyvumas keiciamas taip pat kaip ir dirbant
41soCol™¢ rezimu.
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4.6 Skleidziamosios Sviesos metodai

4.6.1 Vertikalus Sviesus laukas

Tinkamas dazytiems amplitudiniams méginiams su
pakankamu kontrastu tirti.

» Abu jungikliai turi biti nustatyti horizontalioje
padétyje.

e \oZztuvai yra atidaryti.

» Sukdami juodg sukamaja rankenéle (8.3) kairéje
skleidziamosios $viesos pagrindo puséje, slinkite
Sviesos kelig lauziantj veidrodél; iki stulpelio tol,
kol jis atsirems j stabdiklj.

P Atsizvelgdami j naudojamo objektyvo diafragma,
sukite plokscCiaja arba jgaubtaja Sviesos kelig
lauziancio veidrodélio puse j virSy.

» Nustatykite Sviesg lauziantj veidrodél; ties 45°
padétimi.

sviesos spindulys valdomas vertikaliai virs objekto.
Siy veiksmy rezultatas - aiSkus Sviesus laukas ir
didziausias galimas rySkumas.

4.6.2 Nuozulni skleidziamoji Sviesa

Tinka pusiau skaidriems, tamsiems objektams
(foraminiferams, zuvy kiausinéliams) tirti.

» Abu jungikliai turi bati nustatyti horizontalioje
padétyje.

e \oztuvai yra atidaryti.

P Pasukite $viesg lauziantj veidrodélj (8.3) taip,
kad Sviesos spindulys kristy ant objekto jstrizai.

P Slinkite Sviesos kelig lauziant] veidrodélj tol,
kol matysite reikiama vaizda.

4.6.3 Asimetrinis tamsaus lauko apsvietimas

P Abu jungikliai turi bati nustatyti horizontalioje
padetyje.

e \oZtuvai yra atidaryti.

P Sukite Sviesos kelig lauZiantj veidrodélj (8.3) taip,
kad Sviesos spindulys sklisty per objektg lygiai.

Kuo ploksciau Sviesos spinduliai nukreipiami
i objekta, tuo tamsesnis yra matomas fonas.

Sukuriama skleidziamoiji Sviesa, panasi j tamsy
lauka. Konturai, tikslus krastai ir strukturos yra ryskiai
iSskiriami dél Sviesos difrakcijos tamsiame fone.

4.7 Reljefo matymas

Pradiné padétis

» Sukdami juodg sukamajg rankenéle (8.3) deSinéje
skleidziamosios $viesos pagrindo puseéje, slinkite
Sviesos kelig lauziantj veidrodél; iki stulpelio tol,
kol jis atsirems j stabdiklj.

» Nustatykite Sviesa lauziantj veidrodélj ties 45°
padétimi.

4.7.1 Teigiamo reljefo kontrastas

» Abu jungikliai turi bati nustatyti horizontalioje
padétyje.

e \oztuvai yra atidaryti.

P Sukite vidinj jungiklj (8.2) virSutinés padéties link.

e Apatinis voZtuvas uzdarytas. Sukuriamas
teigiamas reljefinis kontrastas. Fazinés struktiros
matomos kaip iSkilimai.

» Sustiprinkite arba susilpninkite efekta, kreipdami
Sviesos kelig lauziantj veidrodélj.

4.7.2 Neigiamo reljefo kontrastas

» Sukite vidinj jungiklj (8.2) horizontalios padéties
link.

e Apatinis voZtuvas atidarytas.

P Virdutinj jungiklj (8.1) sukite virSutinés padéties
link.

e VirSutinis voztuvas uzdarytas. Sukuriamas
neigiamas reljefinis kontrastas. Fazinés strukturos
matomos kaip jdubos.

P Sustiprinkite arba susilpninkite efekta, kreipdami
Sviescs kelig lauziant]j veidrodélj (8.3).
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4.7.3 Dinaminio reljefo kontrastas 4.7.4 Apribojimai

P Abu jungiklius nustatykite j 45° laipsniy padeét]. Reljefo keitimo metodai naudingi, kai mastelis

e \oZtuvai nustatyti ties 45° padétimi. Atsiranda kei¢iamas nuo vidutinio iki auksto didinimo lygmens
plySio formos apSviesta sritis. PlySj galima judinti ir naudojant 1x, 1.6x ir 2x objektyvus. Mastelio
visame regéjimo lauke ir greitai keisti teigiamo ir keitimo intervalo apatinéje dalyje ir naudojant
neigiamo reljefo vaizdus, tiksliai kreipiant Sviesos silpnesnius objektyvus, objekto laukas gali bati
kelig lauziantj veidrodélj (8.3). Dinaminis efektas nevienodai apSviestas. Rekomenduojame skleidzi-
leidZia lengvai atskirti fazines struktlras nuo amosios Sviesos pagrindg naudoti su 1x ir didesnio
amplitudiniy struktdry. didinimo objektyvais bei objektyvais, kuriy Zidinio

atstumas néra didelis.

vetasCe

10 pav. Skleidziamosios Sviesos reguliavimo jungiklio padétys

Jungiklio padétis, kai skleidziama Sviesa: abu voztuvai atidaryti

Jungiklio padétis, kai reljefinis kontrastas teigiamas, vidutinis

Jungiklio padétis, kai reljefinis kontrastas teigiamas, vidutinis

Jungiklio padétis, kai reljefinis kontrastas invertuotas, vidutinis

Jungiklio padétis, kai reljefinis kontrastas invertuotas, stiprus

Jungiklio padeétis, kai kontrastas padidintas (be reljefinio kontrasto)

Jungiklio padétis, kai kontrastas padidintas (be reljefinio kontrasto), Sviesos kelig lauziantis veidrodélis

pakreiptas

8 Jungiklio padétis, kai kontrastas padidintas (be reljefinio kontrasto), Sviesos kelig lauziantis veidrodélis
pakreiptas

~NOoO Ok WD =
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4.8 Filtrai

SkleidZiamosios $viesos pagrinduose ,TL RC™* ir
LTL RCI™* vienu metu galima jmontuoti iki trijy filtry,
kurie pateikiami kaip priedai (zr. Atskirtieji kompo-
nentai, 18/19 psl.). Klientai atskiru praSymu taip pat
gali jsigyti pavieniy filtry.

P ISjunkite Sviesos Saltinj arba nuspauskite
(,TL RCI™¢) voztuvo jungiklj (9.2).

P ISimkite tuscia filtra i$ galimos filtro padéties filtry
laikiklyje.

P |dékite norima filtra.

P Vel jjunkite Sviesos $altin;.

4.9 Halogeninés lemputés keitimas
(,TL RCI™*)

A Prie$ pakeisdami lempute, butinai
iStraukite maitinimo laida i$ pagrindo tam,
kad iSvengtuméte galimo elektrinio Soko!

& Halogeniné lempa naudojimo metu labai
jkaista. Palaikykite pagrindg iSjungtg apie

10 minugéiy ir leiskite jam atvésti, kad
iSvengtuméte nudegimy!

P Atlaisvinkite du ausinimo elemento varztus (11.1).

P Atsargiai iStraukite visg au$inimo elementg ir
lempa.

» Nuimkite lempos laikiklj (11.2), iStraukdami jj i$
kreipian€iyjy bégeliy.

P Atsargiai iStraukite lempa ir jos patrong i§ laikiklio.

P ISimkite lempg (11.3) i$ patrono.

®

| | Niekada nelieskite naujos halogeninés
lemputés pirstais, nes taip labai sumazinsite
lemputés eksploatacijos laika!

P |dekite naujg lempute j patrona.
P Atlikite visus auk$iau nurodytus veiksmus
atvirkscia seka.

1

11 pav. Atidarytas skleidziamosios Sviesos
pagrindo ,TL RCI™*“ lempos korpusas

1 Ausinimo briauny atsukimo sraigtai

2 Lempos laikiklis

3 Halogeniné lempa 12V/20W
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Siame skyriuje

Mes garantuojame
kokybe

Apsaugome Jusy
prietaisus

Valymas ir prieziura

Norime Jums papasakoti ir padéti suprasti, kaip reikia atsargiai
naudotis Jusy jsigytu vertingu prietaisu bei pateikti keleta teisingos
priezidros ir valymo patarimy.

JuUs naudojate tiksly prietaisg, pasizymintj daugeliu eksploataciniy
galimybiy.

Kaip ir dera tokiems prietaisams, mes garantuojame musy
gaminamy produkty kokybe. Si garantija taikoma visiems
originalios jrangos gamybos ar medziagy defektams, bet
netaikoma pazeidimams, kurie jvyko dél neteisingo naudojimo
ar aplaidumo.

Prasome naudoti §j vertingg optinj prietaisg su ypatingu atsar-
gumu. Tuomet JUs galésite net keletg deSimtmeciy dziaugtis Sio
prietaiso tikslumu be jokio jo ypatybiy pablogéjimo. Tokia yra musy
gaminamy prietaisy reputacija..

Taciau jei Jusy jsigytas prietaisas
nebeveikia tiksliai, praSome susisiekti su
JUsy jgaliotu techninés priezitros paslaugy
teikimo atstovu, ,Leica“ prietaisy platintoju
arba tiesiogiai su

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.,
CH-9435 Heerbrugg.

e Saugokite nuo drégmes, dumy, ragsciy,
Sarmy ir koroziniy medziagy. Nelaikykite jokiy
cheminiy medziagy greta prietaiso.

e Saugokite nuo neteisingo naudojimo ir
laikymo.
Niekada nenaudokite nekokybisky elektriniy
junggiy ar laidy. Niekada neiSmontuokite
optiniy sistemy ar mechaniniy komponenty,
jei taip néra nurodyta instrukcijoje.

e Saugokite nuo naftos ir riebaly.
Slankiy pavirsiy ir mechaniniy komponenty
sutepti nereikia.

% % e
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Atskirtieji komponentai

=
— 10447392 10 445 615 (300mm)
— 10 446 100 (500mm)
11101784 o
|
@ - 10447 391
-
10 446 303 | >
/ 10447 276
- \‘ 10447 106 (300mm)
10 446 304 10 447 185 (500mm)
@@
10 446 228
&
|
10 446 301
10447 269
: 10 446 176 (300mm)
! 10 446 353 10 447 041 (500mm)
10 446 302
10382130
10361719
\4
10447 368
10 446 352
10447 390
10 446 351
Y _

ﬂ

10 447 393
10447 394
10 447 395

/

10 446 350

10 447 400 /
\§ 10447 398

10 447 443

10 447 431
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Pristatymas

10 446 340
10 446 341

10 447 342

10 446 350

10 446 351

10 447 390

10 446 352

10 447 269

10 446 353

10 447 368

10 447 275

10 447 276

10 447 391

10 447 392

11101 784

10 446 301

10 446 302

10 382 130

10 361 719

10 446 303

10 446 304
10 446 228

Krentancios Sviesos pagrindai

S serijos krentancios $viesos pagrindas
Papildomas skleidziamosios Sviesos
pagrindas S serijos krentancios Sviesos
pagrindui

M serijos krentancios $viesos pagrindas
Skleidziamosios $viesos pagrindas

,TL ST*

Skleidziamosios $viesos pagrindas

~TL BFDF*

Skleidziamosios $viesos pagrindas

,TL RC™¢ iSoriniams liuminescenciniams
Sviesos Saltiniams

SkleidZiamosios Sviesos pagrindas

,TL RCI™* su integruota halogenine
lempa

Objektiniai staliukai

Standartinis objektinis staliukas skleidZi-
amosios Sviesos pagrindams

»TL BFDF“, ,TL RC™*ir ,TL RCI™*
Kryzminis objektinis staliukas skleidzi-
amosios Sviesos pagrindams

,TL BFDF“, ,TL RC™*, TL RCI™*

ir krentancios Sviesos pagrindui

(su siejikliu 10 447 368)

Kryzminio objektinio staliuko ir
krentancios $viesos pagrindo

10 447 342 sigjiklis

Terminis objektinis staliukas

,Leica MATSTL" su valdikliu

Siejiklis objektiniams staliukams su
Z120mm

Objektinis staliukas priedui
,LifeOnStage”

Universalus Petri [ekSteliy, stikleliy,
objekto laikiklis (iki keturiy vnt.) ir t. t.

Stulpelio siejiklis mikromanipuliacijoms
atlikti

Slankus objektinis staliukas, @120mm
Poliarizacinis objektinis staliukas,
@120mm

Poliarizacinio objektinio staliuko
objektyvo kreiptuvas

Poliarizacinio sukamojo objektinio
staliuko kompensatorius ,Red I“
Gaubtinis objektinis staliukas, @120mm
Universalus laikiklis, ©@120 mm
Poliarizacinis stiklinis jdéklas, @120mm

10 445 615

10 446 100

10 447 106

10 447 185

10 446 176

10 447 041

10 447 400
10 447 394

10 447 395

10 447 393

10 447 443

10 443 401

10 447 398

10 447 431

Fokusavimo mechanizmas
Fokusavimo mechanizmas su 300mm
profilio stulpeliu krentancios ir skleidzi-
amosios Sviesos pagrindams
Fokusavimo mechanizmas su 500mm
profilio stulpeliu krentancios ir skleidzi-
amosios $viesos pagrindams
Fokusavimo mechanizmas, greitas/
tikslus, su 300mm profilio stulpeliu
krentancios ir skleidziamosios $viesos
pagrindams

Fokusavimo mechanizmas, greitas/
tikslus, su 500mm profilio stulpeliu
krentancios ir skleidziamosios $viesos
pagrindams

Motorizuotas fokusavimo mechanizmas
su 300mm stulpeliu ir maitinimo siejikliu
krentancios ir skleidziamosios $viesos
pagrindams

Motorizuotas fokusavimo mechanizmas
su 500mm stulpeliu ir maitinimo siejikliu
krentancios ir skleidZiamosios $viesos
pagrindams

Filtras

Dienos $viesos filtras pagrindui ,TL ST“
,BG38“ fluorescencinis filtras skleidzi-
amosios Sviesos pagrindams

~TL RC™¢/ ,RCI™™*

UV spinduliy filtrai pagrindams

~TL RC™¢/ ,RCI™™*

Filtras ND (pilkas) pagrindams

~TL RC™¢/ ,RCI™™*

Apsvietimas

sLeica“ USB pelé, laisvai pasirenkamy
funkcijy penkiy klavisy pelé, kurig galima
prijungti prie skleidziamosios Sviesos
pagrindy ,TL RCI™* arba prie asmeninio
kompiuterio

USB laidas, kuriuo galima prijungti
pagrindg ,TL RCI™* prie asmeninio
kompiuterio

Kojinis jungiklis su CAN magistralés
jungtimi

Ergonominiai priedai

sLeica ErgoRest* (delno atrama,
kurig naudojant ranka valdymo metu
nepavargsta)
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Matavimai, skleidziamosios Sviesos
pagrindas ,,TL RC™F*

Matmenys (mm)

20

X= +-75mm

370

Skleidziamosios Sviesos pagrindas Skleidziamosios Sviesos pagrindas
~TL RC™ su standartiniu objektiniu »TL RC™* su ,IsoPro™" kryZminiu
staliuku 10 447 269 objektiniu staliuku
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Matavimai, skleidziamosios Sviesos
pagrindas ,,TL RCI™*

Matmenys (mm)

-
b

max. 410

440
300

Y= +-50mm
249

390
PR LLN

X= +-75mm

370

SkleidZiamosios Sviesos pagrindas SkleidZiamosios Sviesos pagrindas
,TL RCI™* su standartiniu objektiniu ,TL RCI™“ su ,IsoPro™" kryZminiu
staliuku 10 447 269 objektiniu staliuku
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Techniniai duomenys

Sviesos $altinis

Greitai pakeiciamas apsvietimo
jrenginys

Apsviestas plotas

Maitinimo $altinio prijungimas

Jungtys

Svoris

Apsvietimo tipai

Sviesus laukas

Tamsus laukas

Netiesioginé Sviesa

Reljefiné kontrasto sistema (,RC™)
PSIK (Pastovi spalvos

intensyvumo kontrolé)

Vidinis uZraktas/lempos valdiklis
Integruotas filtry laikiklis

Dengti optiniai elementai,
didinantys spalvos temperattirg
Auksto skaiciaus diafragmos atitikimas
Nuotolinio valdymo galimybé
L»AntiShock™* kiliméliai

Pagrindo dydis (PxAxG, mm)

,LeicaTL RC™¢
iSorinis liuminescencinés
Sviesos Saltinis

35mm

liuminescencinés Sviesos
laido jungtis

aktyvus skersmuo f=10mm
galinio vamzdelio skersmuo
f=13mm

6,0kg

taip
taip*
taip
taip
ne

taip™*
taip
taip

Sokk

taip
taip™**
taip

340x390x95

sLeicaTL RCI™*
halogeniné lempa
12V/20W

taip

35mm

Jéjimo jtampa 100 - 240V~

daznis 50 - 60Hz

energijos sunaudojimas daugiausiai 30W
aplinkos temperattra 10 - 40°C

1xXUSB, tipas A, 1xUSB, tipas B

2xCAN magistralé

7.2kg

taip
taip*
taip
taip
taip

taip
taip
taip
taip**

taip

taip
340x440x95

*vienpusis **su liuminescencinés Sviesos Saltiniu ,Leica CLS150 LS*

Fhokk

'su iSoriniu $viesos $altiniu

22

Fkk?

igaubtas veidrodis
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Leica Microsystems — the brand

for outstanding products

Leica Microsystems’ mission is to be the world’s first-choice provider of innovative
solutions to our customers’ needs for vision, measurement, lithography and analysis
of microstructures.

Leica, the leading brand for microscopes and scientific instruments, developed from
five brand names, all with a long tradition: Wild, Leitz, Reichert, Jung and Cambridge
Instruments. Yet Leica symbolizes innovation as well as tradition.

Leica Microsystems — an international company
with a strong network of customer services

Australia: Gladesville, NSW Tel. +1 800 625 286 Fax +612 9817 8358
Austria: Vienna Tel. +43 148680500 Fax +43 1486 80 50 30
Canada: Richmond Hill/Ontario Tel. +1 9057622000 Fax +1905 762 89 37
China: Hong Kong Tel. +8522 564 6699 Fax +8522 564 4163
Denmark: Herlev Tel. +45 44 5401 01 Fax +45 44 5401 11
France: Rueil-Malmaison

Cédex Tel. +33 147328585  Fax +33 14732 8586
Germany: Bensheim Tel. +49 6251 1360 Fax +49 6251 136 155
Italy: Milan Tel. +39 02 57 486 1 Fax +39 02 5740 3273
Japan: Tokyo Tel. +81 3543596 09 Fax +81 3 543 596 15
Korea: Seoul Tel. +82 2514 6543 Fax +82 2514 6548
Netherlands:  Rijswijk Tel. +31704132130 Fax +31 704132 109
Portugal: Lisbon Tel. +351213814766 Fax +351 213 854 668
Singapore: Tel. +656 77 97 823 Fax +65 6 77 30 628
Spain: Barcelona Tel. +34 93494 9530  Fax +34 93 494 9532
Sweden: Sollentuna Tel. +46 8 625 45 45 Fax +46 8 62545 10
Switzerland: Glattbrugg Tel. +41 448093434 Fax +4144809 34 44
United Kingdom: Milton Keynes Tel. +44 1908 246 246  Fax +44 1908 609 992
USA: Bannockburn/lllinois  Tel. +1 800 248 0123  Fax +1 847 405 0164

tems

and representatives of Leica Micros
in more than 100 countries.

In accordance with the IS0 9001 certificate, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd,
Business Unit Stereo & Macroscope Systems has at its disposal a management system
that meets the requirements of the international standard for quality management. In
addition, production meets the requirements of the international standard ISO 14001 for
environmental management.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.
Stereo & Macroscope Systems
CH-9435 Heerbrugg

Telephone +41 71726 33 33
Fax +4171726 33 99
www.leica-microsystems.com

The companies of the Leica Microsystems
Group operate internationally in four business
segments, where we rank with the market
leaders.

© Microscopy Systems

Our expertise in microscopy is the basis for all
our solutions for visualization, measurement
and analysis of microstructures in life sciences
and industry. With confocal laser technology
andimage analysis systems, we provide three-
dimensional viewing facilities and offer new
solutions for cytogenetics, pathology and mate-
rials sciences.

© Specimen Preparation

We provide comprehensive systems and ser-
vices for clinical histo- and cytopathology
applications, biomedical research and indus-
trial quality assurance. Our product range
includes instruments, systems and consum-
ables for tissue infiltration and embedding,
microtomes and cryostats as well as auto-
mated stainers and coverslippers.

® Medical Equipment

Innovative technologies in our surgical micro-
scopes offer new therapeutic approaches in
microsurgery.

© Semiconductor Equipment

Our automated, leading-edge measurement and
inspection systems and our E-beam lithography
systems make us the first choice supplier for
semiconductor manufacturers all over the world.
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